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治具

(57)摘要

一种治具，适用于供工件设置，以通过激光

雕刻装置对所述工件进行激光雕刻，所述工件具

有待刻部。所述治具包括基座、承载单元、定位单

元以及驱动单元。所述承载单元可滑动地设于所

述基座且可供所述工件固定设置。所述定位单元

具有对应于所述激光雕刻装置所发出的激光目

标位置的定位部。所述驱动单元用于驱动所述承

载模组朝所述定位单元的定位部滑动，使所述工

件的待刻部抵靠于所述定位单元的定位部，而被

所述激光雕刻装置所发出的激光所雕刻。
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1.一种治具，适用于供工件设置，以通过激光雕刻装置对所述工件进行激光雕刻，所述

工件具有第一待刻段，所述第一待刻段具有至少一个第一待刻部；其特征在于，所述治具包

括：

基座；

承载单元，设于所述基座，所述承载单元具有能够相对所述基座沿第一方向滑动的承

载模组，所述承载模组具有适用于供所述工件固设的承载部；

定位单元，设于所述基座，所述定位单元具有适用于供所述工件的第一待刻段抵靠的

第一定位部，所述第一定位部沿所述第一方向与所述第一待刻段邻近第一待刻部处彼此相

对；以及

驱动单元，用于驱动所述承载模组相对于所述基座滑动，当所述驱动单元驱动所述承

载模组沿所述第一方向朝所述定位单元的第一定位部滑动后，所述工件的第一待刻段的邻

近所述第一待刻部处抵靠于所述定位单元的第一定位部。

2.如权利要求1所述的治具，其特征在于：所述工件还具有第二待刻段，所述第二待刻

段具有至少一个第二待刻部，所述承载模组还能相对所述基座沿第二方向滑动，所述定位

单元还具有适用于供所述工件的第二待刻段抵靠的第二定位部，所述第二定位部沿所述第

二方向与所述第二待刻段邻近第二待刻部处彼此相对，当所述驱动单元驱动所述承载模组

沿所述第二方向朝所述定位单元的第二定位部滑动后，所述工件的第二待刻段的邻近所述

第二待刻部处抵靠于所述定位单元的第二定位部。

3.如权利要求2所述的治具，其特征在于：所述工件具有两个沿着所述第一方向间隔地

排列的所述第一待刻段以及两个沿着所述第二方向间隔地排列且连接于所述第一待刻段

之间的所述第二待刻段，所述定位单元具有多个所述第一定位部，所述第一定位部分布于

所述承载部在所述第一方向上的相反两侧处以与所述工件的第一待刻段相对应，且所述第

一定位部适用于供对应的第一待刻段抵靠，所述定位单元具有多个所述第二定位部，所述

第二定位部分布于所述承载部在所述第二方向上的相反两侧处以与所述工件的第二待刻

段相对应，且所述第二定位部适用于供对应的第二待刻段抵靠。

4.如权利要求3所述的治具，其特征在于：所述承载单元还包括连接于所述基座与所述

承载模组之间的滑动机构，所述滑动机构具有至少一个第一导轨滑块组、第一连接座、至少

一个第二导轨滑块组、以及第二连接座，所述第一导轨滑块组连接于所述基座与所述第一

连接座之间，以使所述第一连接座能够相对于所述基座沿所述第一方向滑动，所述第二导

轨滑块组连接于所述第一连接座与所述第二连接座之间，以使所述第二连接座能够相对于

所述第一连接座沿所述第二方向滑动，且所述承载模组设于所述第二连接座，以使所述承

载模组能够相对于所述基座沿所述第一方向与所述第二方向滑动。

5.如权利要求3所述的治具，其特征在于：所述定位单元具有两个设于所述基座且分别

位于所述承载部在所述第一方向上的相反两侧处的第一定位件以及两个设于所述基座且

分别位于所述承载部在所述第二方向上的相反两侧处的第二定位件，每个所述第一定位件

具有所述第一定位部，每个所述第二定位件具有所述第二定位部。

6.如权利要求4所述的治具，其特征在于：所述驱动单元包括两个设于所述基座且位于

所述第一连接座在所述第一方向上的相反两侧处的第一驱动模组以及两个设于所述基座

且位于所述第二连接座在所述第二方向上的相反两侧处的第二驱动模组，所述第一驱动模
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组具有设于所述基座的固定件以及可相对于所述固定件沿所述第一方向滑动地设于所述

固定件且用于推抵所述第一连接座的推抵机构，所述第二驱动模组具有设于所述基座的固

定件以及能够相对于所述固定件沿所述第二方向滑动地设于所述固定件且用于推抵所述

第二连接座的推抵机构。

7.如权利要求6所述的治具，其特征在于：每个推抵机构具有推抵块、设于所述推抵块

且用于推抵所述滑动机构以使所述承载模组滑动的推抵柱以及套设于所述推抵柱且连接

于所述推抵块以顶抵于所述滑动机构的支撑弹簧，所述承载模组未相对于所述基座滑动

时，所述支撑弹簧使所述工件与所述第一定位部以及所述第二定位部之间间隔一段距离。

8.如权利要求2至7中任一项所述的治具，其特征在于：所述治具还包括底座以及第一

旋转机构，所述第一旋转机构连接于所述基座与所述底座之间，以使所述基座能够相对于

所述底座绕垂直于所述第一方向与所述第二方向的第一旋转轴进行自转。

9.如权利要求8所述的治具，其特征在于：所述治具还包括第二旋转机构，所述底座设

于所述第二旋转机构，以使所述底座能绕垂直于所述第一旋转轴的第二旋转轴进行旋转。

10.一种治具，适用于供工件设置，以通过激光雕刻装置对所述工件进行激光雕刻，所

述工件具有待刻部；其特征在于，所述治具包括：

基座；

承载模组，可滑动地设于所述基座且可供所述工件固定设置；

定位单元，具有对应于所述激光雕刻装置所发出的激光目标位置的定位部；以及

驱动单元，用于驱动所述承载模组朝所述定位单元的定位部滑动，使所述工件的待刻

部抵靠于所述定位单元的定位部，而被所述激光雕刻装置所发出的激光所雕刻。
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治具

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治具，特别是涉及一种用于辅助激光雕刻的治具。

背景技术

[0002] 一般工件在进行激光雕刻时，需以治具固定工件的位置以使所述工件的待刻部被

定位于激光雕刻装置所聚焦的一聚焦平面上，然而，当工件固设于治具时，容易因为工件与

治具的公差而使工件产生变形或使工件与所述治具之间具有安装间隙，无论是上述两种状

况的哪一种，皆可能造成所述工件的待刻部与所述聚焦平面之间产生位置上的偏差，进而

导致激光雕刻的加工良率不佳。

发明内容

[0003] 因此，本发明的目的，即在提供一种能改善背景技术中至少一缺点的治具。

[0004] 于是，本发明治具，适用于供工件设置，以通过激光雕刻装置对所述工件进行激光

雕刻，所述工件具有第一待刻段，所述第一待刻段具有至少一个第一待刻部。所述治具包括

基座、承载单元、定位单元，以及驱动单元。所述承载单元设于所述基座，所述承载单元具有

能相对所述基座沿第一方向滑动的承载模组，所述承载模组具有适用于供所述工件固设的

承载部。所述定位单元设于所述基座，所述定位单元具有适用于供所述工件的第一待刻段

抵靠的第一定位部，所述第一定位部沿所述第一方向与所述第一待刻段邻近第一待刻部处

彼此相对。所述驱动单元用于驱动所述承载模组相对于所述基座滑动，当所述驱动单元驱

动所述承载模组沿所述第一方向朝所述定位单元的第一定位部滑动后，所述工件的第一待

刻段的邻近所述等第一待刻部处抵靠于所述定位单元的第一定位部。

[0005] 本发明所述的治具，所述工件还具有第二待刻段，所述第二待刻段具有至少一个

第二待刻部，所述承载模组还能相对所述基座沿第二方向滑动，所述定位单元还具有适用

于供所述工件的第二待刻段抵靠的第二定位部，所述第二定位部沿所述第二方向与所述第

二待刻段邻近第二待刻部处彼此相对，当所述驱动单元驱动所述承载模组沿所述第二方向

朝所述定位单元的第二定位部滑动后，所述工件的第二待刻段的邻近所述等第二待刻部处

抵靠于所述定位单元的第二定位部。

[0006] 本发明所述的治具，所述工件具有两个沿着所述第一方向间隔地排列的所述第一

待刻段以及两个沿着所述第二方向间隔地排列且连接于所述第一待刻段之间的所述第二

待刻段，所述定位单元具有多个所述第一定位部，所述第一定位部分布于所述承载部在所

述第一方向上的相反两侧处以与所述工件的第一待刻段相对应，且所述第一定位部适用于

供对应的第一待刻段抵靠，所述定位单元具有多个所述第二定位部，所述第二定位部分布

于所述承载部在所述第二方向上的相反两侧处以与所述工件的第二待刻段相对应，且所述

第二定位部适用于供对应的第二待刻段抵靠。

[0007] 本发明所述的治具，所述承载单元还包括连接于所述基座与所述承载模组之间的

滑动机构，所述滑动机构具有至少一个第一导轨滑块组、第一连接座、至少一个第二导轨滑
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块组、以及第二连接座，所述第一导轨滑块组连接于所述基座与所述第一连接座之间，以使

所述第一连接座能够相对于所述基座沿所述第一方向滑动，所述第二导轨滑块组连接于所

述第一连接座与所述第二连接座之间，以使所述第二连接座能够相对于所述第一连接座沿

所述第二方向滑动，且所述承载模组设于所述第二连接座，以使所述承载模组能够相对于

所述基座沿所述第一方向与所述第二方向滑动。

[0008] 本发明所述的治具，所述定位单元具有两个设于所述基座且分别位于所述承载部

在所述第一方向上的相反两侧处的第一定位件以及两个设于所述基座且分别位于所述承

载部在所述第二方向上的相反两侧处的第二定位件，每个所述第一定位件具有所述第一定

位部，每个所述第二定位件具有所述第二定位部。

[0009] 本发明所述的治具，所述驱动单元包括两个设于所述基座且位于所述第一连接座

在所述第一方向上的相反两侧处的第一驱动模组以及两个设于所述基座且位于所述第二

连接座在所述第二方向上的相反两侧处的第二驱动模组，所述第一驱动模组具有设于所述

基座的固定件以及可相对于所述固定件沿所述第一方向滑动地设于所述固定件且用于推

抵所述第一连接座的推抵机构，所述第二驱动模组具有设于所述基座的固定件以及能够相

对于所述固定件沿所述第二方向滑动地设于所述固定件且用于推抵所述第二连接座的推

抵机构。

[0010] 本发明所述的治具，每个推抵机构具有推抵块、设于所述推抵块且用于推抵所述

滑动机构以使所述承载模组滑动的推抵柱以及套设于所述推抵柱且连接于所述推抵块以

顶抵于所述滑动机构的支撑弹簧，所述承载模组未相对于所述基座滑动时，所述支撑弹簧

使所述工件与所述第一定位部以及所述第二定位部之间间隔一段距离。

[0011] 本发明所述的治具，所述治具还包括底座以及第一旋转机构，所述第一旋转机构

连接于所述基座与所述底座之间，以使所述基座能够相对于所述底座绕垂直于所述第一方

向与所述第二方向的第一旋转轴进行自转。

[0012] 本发明所述的治具，所述治具还包括第二旋转机构，所述底座设于所述第二旋转

机构，以使所述底座能绕垂直于所述第一旋转轴的第二旋转轴进行旋转。

[0013] 于是，本发明治具，适用于供工件设置，以通过激光雕刻装置对所述工件进行激光

雕刻，所述工件具有待刻部。所述治具包括基座、承载单元、定位单元，以及驱动单元。所述

承载单元可滑动地设于所述基座且可供所述工件固定设置。所述定位单元具有对应于所述

激光雕刻装置所发出的激光目标位置的定位部。所述驱动单元用于驱动所述承载模组朝所

述定位单元的定位部滑动，使所述工件的待刻部抵靠于所述定位单元的定位部，而被所述

激光雕刻装置所发出的激光所雕刻。

[0014] 本发明的有益效果在于：通过所述驱动单元推动承载单元以使工件抵靠定位单元

的方式，可使工件的待刻部得到较佳的定位，避免因为工件与治具的承载部的公差而使工

件产生变形或使工件与所述治具的承载部之间具有安装间隙，而导致工件的待刻部与激光

雕刻装置所聚焦的聚焦平面之间产生位置上的偏差，以提升激光雕刻的加工良率。

附图说明

[0015] 图1是立体示意图，说明本发明治具的其中一个实施例；

[0016] 图2是图1的立体分解示意图；
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[0017] 图3是立体示意图，说明所述实施例的承载模组与工件；

[0018] 图4是图3的立体分解示意图；

[0019] 图5是立体示意图，说明所述实施例的滑动机构；

[0020] 图6是图5的立体分解示意图；

[0021] 图7是侧视示意图，说明所述实施例的驱动单元的第一驱动模组与滑动机构；

[0022] 图8是图7的剖视示意图；以及

[0023] 图9至图16是多个示意图，用于说明本实施例应用于激光雕刻的步骤。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明：

[0025] 参阅图1及图2，本发明治具100的实施例，适用于供工件8设置，以通过激光雕刻装

置9(见图11)对工件8进行激光雕刻，工件8在本实施例中呈矩形环状，但不以此为限制，工

件8具有两个彼此平行间隔地排列的第一待刻段81，以及两个彼此平行间隔地排列且连接

于所述第一待刻段8之间1的第二待刻段82，所述第二待刻段82的长度较所述第一待刻段81

长。每个第一待刻段81具有两个彼此相间隔的第一待刻部811，每个第一待刻部811具有朝

向上方的第一上待刻面811A，以及朝向外侧的第一外待刻面811B。每个第二待刻段82具有

彼此相间隔的第二待刻部821，每个第二待刻部821具有朝向上方的第二上待刻面821A，以

及朝向外侧的第二外待刻面821B。治具100包括基座1、承载单元2、定位单元3、驱动单元4、

底座5、第一旋转机构6，以及第二旋转机构7。

[0026] 配合参阅图3至图6，基座1呈板状且具有中央部11、两个自中央部11沿第一方向D1

反向地朝外延伸的第一延伸部12，以及两个自中央部11沿垂直于第一方向D1的第二方向D2

反向地朝外延伸的第二延伸部13。承载单元2设于基座1的中央部11的顶面，且承载单元2具

有承载模组21，以及连接于基座1与承载模组2之间1的滑动机构22。承载模组21具有承载件

211，以及压扣件212，承载件211具有朝上延伸且适用于供工件8套设的承载部211A，以及两

个朝向上方地设于承载部211A的旋扣结构211B，所述承载部211A由多个凸块211C所组成，

压扣件212适用于压抵于工件8上方，且形成有两个与旋扣结构211B相对应的通孔212A，当

工件8设于承载部211A时，将旋扣结构211B穿伸压扣件212后旋转90度旋紧即可使承载件

211与压扣件212共同固持工件8。滑动机构22具有两个第一导轨滑块组221、第一连接座

222、两个第二导轨滑块组223，以及第二连接座224，但第一导轨滑块组221与第二导轨滑块

组223在变化实施例中也可以仅有一个或三个以上，不以此为限。第一连接座222与第二连

接座224皆呈板状，每个第一导轨滑块组221具有设于基座1的中央部11的顶面的第一固定

部221A，以及可相对于第一固定部221A沿第一方向D1滑动地设于第一固定部221A且供第一

连接座222的底面设置的第一活动部221B，以使第一连接座222能相对基座1沿第一方向D1

滑动。每一第二导轨滑块组223具有设于第一连接座222的顶面的第二固定部223A，以及可

相对于第二固定部223A沿第二方向D2滑动地设于第二固定部223A且供第二连接座224的底

面设置的第二活动部223B，以使第二连接座224能相对第一连接座222沿第二方向D2滑动。

第二连接座224的顶面供承载模组21可拆地设置，承载模组21的承载件211还形成有两个穿

孔211D，且第二连接座224具有两个对应穿孔211D且用于锁固承载模组21的锁固结构224A，

将锁固结构224A穿伸承载件211后旋紧即可使承载模组21固定于滑动机构22的第二连接座
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224(图式中锁固结构224A为未锁固状态，将其旋转90度后便为锁固状态)。通过滑动机构22

以使设于第二连接座224的承载模组21可以相对于基座1沿第一方向D1与第二方向D2滑动，

且当工件8设于能相对于基座1滑动的承载模组21，工件8的第一待刻段81沿第一方向D1间

隔地排列，第二待刻段82沿第二方向D2间隔地排列。

[0027] 参阅图1与图2，定位单元3设于基座1，定位单元3具有两个分别设于基座1的两个

第一延伸部12的顶面的第一定位件31，以及两个分别设于基座1的两个第二延伸部13的顶

面的第二定位件32，所述两个第一定位件31分布于承载模组21的承载部211A在第一方向D1

上的相反两侧处，以分别对应于工件8的所述两个第一待刻段81，所述两个第二定位件32分

布于承载模组21的承载部211A在第二方向D2上的相反两侧处，以分别对应于工件8的所述

两个第二待刻段82。每个第一定位件31具有两个沿第一方向D1朝向承载模组21的承载部

211A延伸且呈柱状的第一定位部311，第一定位部311适用于供对应的第一待刻段81抵靠，

且第一定位部311沿第一方向D1与所述第一待刻段81邻近第一待刻部811处彼此相对。每个

第二定位件32具有两个沿第二方向D2朝向承载模组21的承载部211A延伸且呈柱状的第二

定位部321，第二定位部321适用于供对应的第二待刻段82抵靠，且第二定位部321沿第二方

向D2与所述第一待刻段81邻近第二待刻部821处彼此相对。

[0028] 参阅图1、图2、图7及图8，驱动单元4包括两个设于基座1且位于第一连接座222在

第一方向D1上的相反两侧处的第一驱动模组41，以及两个设于基座1且位于第二连接座224

在第二方向D2上的相反两侧处的第二驱动模组42。第一驱动模组41具有设于基座1的第一

延伸部12的固定件411，以及可相对于固定件411沿第一方向D1滑动地设于固定件411且用

于推抵第一连接座222的侧缘的推抵机构412，第二驱动模组42具有设于基座1的第二延伸

部13的固定件421，以及可相对于固定件421沿第二方向D2滑动地设于固定件421且用于推

抵第二连接座224的侧缘的推抵机构422。需要说明的是，在本实施例中，基座还具有两个分

别设于第二延伸部13且连接于第二延伸部13与第二驱动模组42的固定件42之间1的垫高件

14，垫高件14用于垫高第二驱动模组42，以使第二驱动模组42的高度与第二连接座224相对

应。每个推抵机构412、422具有一推抵块412A、422A、多个设于推抵块412A、422A且分别用于

推抵滑动机构22的第一连接座222与第二连接座224以使承载模组21滑动的推抵柱412B、

422B、多个分别套设于推抵柱412B、422B且连接于推抵块412A、422A以顶抵于滑动机构22的

支撑弹簧412C、422C，以及多个连接于推抵块412A与推抵柱412B之间的缓冲弹簧412D。在本

实施例中，所述固定件411、421与推抵块412A、422A的部分的组合为气缸，但不以此为限制。

支撑弹簧412C、422C分别顶抵于第一连接座222与第二连接座224，以使第一连接座222与第

二连接座224在未受驱动单元4驱动时置于中央，进而使承载模组21未相对于基座1滑动时，

工件8与所述第一定位部311以及所述第二定位部32之间1间隔一段距离。另外，以第一驱动

模组举例说明，在本实施例中，推抵块412A内形成有容置空间412E，推抵柱412B是局部地设

于容置空间412E内，缓冲弹簧412D设于容置空间412E，且一端连接于推抵块412A的容置空

间412E远离推抵柱412B的壁面，另一端连接推抵柱412B位于容置空间412E内的一端，以防

止推抵机构412、422的推抵柱412B、422B推抵滑动机构22的力道过大而造成治具100损坏。

通过驱动单元4推动滑动机构22的第一连接座222或第二连接座224以驱动承载模组21相对

于基座1沿第一方向D1或第二方向D2滑动。当驱动单元4驱动承载模组21沿第一方向D1朝定

位单元3的其中任意一个第一定位件31的第一定位部311滑动后，工件8的第一待刻段81的

说　明　书 4/6 页

7

CN 111250879 B

7



邻近第一待刻部811处抵靠于定位单元3的所述第一定位部311。当驱动单元4驱动承载模组

21沿第二方向D2朝定位单元3的其中任一第二定位件32的第二定位部321滑动后，工件8的

第二待刻段82的邻近第二待刻部821处抵靠于定位单元3的所述第二定位部321。通过驱动

单元4推动承载单元2以使工件8抵靠定位单元3，能使工件8的待刻部得到较佳的定位，避免

因为工件8与治具100的承载部211A的公差而使工件8产生变形或使工件8与治具100的承载

部211A之间具有安装间隙，而导致工件8的待刻部与激光雕刻装置9所聚焦的聚焦平面之间

产生位置上的偏差，以提升激光雕刻的加工良率。

[0029] 底座5位于基座1下方，底座5具有平行于基座1且矩型板状的支撑部51，以及连接

于支撑部51的一侧缘且呈与支撑部51垂直的圆板状的设置部52。第一旋转机构6设于支撑

部51且连接于基座1与底座5的支撑部5之间1，第一旋转机构6具有设于支撑部51的固定部

61、连接于固定部61且供基座1的中央部11设置的活动部62，以及用于驱动所述活动部62的

伺服马达63，所述活动部62能被伺服马达63驱动地相对于固定部61绕垂直于第一方向D1与

第二方向D2且贯穿承载模组21的中心处的第一旋转轴A1自转，借此以使基座1能相对于底

座5的支撑部51绕第一旋转轴A1进行自转。第二旋转机构7具有用于设于机台(图未示)或其

他支撑机构的固定部71、连接于固定部71且供底座5的设置部52设置的活动部72，以及用于

驱动所述活动部72的伺服马达(图未示)，所述活动部72能被所述伺服马达驱动地绕垂直于

第一旋转轴A1的第二旋转轴A2进行旋转，以使底座5能相对于所述机台绕第二旋转轴A2进

行旋转。通过底座5、第一旋转机构6与第二旋转机构7使基座1能够绕第一旋转轴A1与第二

旋转轴A2旋转，以使设于承载模组21的工件8能够以不同的待刻面面向激光雕刻装置9(见

图11)，以利于激光雕刻加工。

[0030] 配合参阅图1、图2，以下说明本实施例应用于激光雕刻的步骤。

[0031] 参阅图9及图10，以驱动单元4的其中一个第一驱动模组41(见图11，位于左侧的第

一驱动模组41)沿第一方向D1推动滑动机构22的第一连接座222，以使设于承载模组21的工

件8沿第一方向D1朝图中右侧滑动，并使工件8位于右侧的第一待刻段81邻近第一待刻部

811处分别抵靠于位于右侧的第一定位件31的第一定位部311，以使所述第一待刻段81的第

一待刻部811得到定位(如图10所示，另图9示出承载模组21尚未滑动的状态)。

[0032] 参阅图11，使位于基座1上方的激光雕刻装置9聚焦于所述第一待刻段81的第一待

刻部811的第一上待刻面811A，并发出激光光束91以对第一上待刻面811A进行激光雕刻。

[0033] 参阅图12，驱动第二旋转机构7的活动部72绕第二旋转轴A2以图中逆时针方向进

行90度旋转，以使基座1、承载单元2及定位单元3以相同方式绕第二旋转轴A2进行旋转，并

使所述第一待刻段81的第一待刻部811的第一外待刻面811B朝向激光雕刻装置9，再使激光

雕刻装置9将聚焦于所述第一待刻段81的第一待刻部811的第一外待刻面811B，并发出激光

光束91以对第一外待刻面811B进行激光雕刻。之后，再以相同方式针对左侧的第一待刻段

81进行定位与激光雕刻，由于步骤程序类似，于此不再赘述。

[0034] 参阅图13至图14，接着，将第一驱动模组41与第二旋转机构7复位后(如图1所示)，

驱动第一旋转机构6的活动部62绕第一旋转轴A1旋转90度，以使基座1、承载单元2及定位单

元3以相同方式绕第一旋转轴A1进行旋转(如图13所示)。而后以驱动单元4的其中一个第二

驱动模组42(见图13，位于左侧的第二驱动模组42)沿第一方向D1推动滑动机构22的第二连

接座224，以使设于承载模组21的工件8沿第二方向D2朝图中右侧滑动，并使工件8位于右侧
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的第二待刻段82邻近第二待刻部821处分别抵靠于位于右侧的第二定位件32的第二定位部

321，以使所述第二待刻段82的第二待刻部821得到定位(如图14所示)。

[0035] 参阅图15，以位于基座1上方的激光雕刻装置9聚焦于所述第二待刻段82的第二待

刻部821的第二上待刻面821A，并发出激光光束91以对第二上待刻面821A进行激光雕刻。

[0036] 参阅图16，驱动第二旋转机构7的活动部72绕第二旋转轴A2以图中逆时针方向进

行90度旋转，以使基座1、承载单元2及定位单元3以相同方式绕第二旋转轴A2进行旋转，并

使所述第二待刻段82的第二待刻部821的第二外待刻面821B朝向激光雕刻装置9，再以激光

雕刻装置9将聚焦于所述第二待刻段82的第二待刻部821的第二外待刻面821B，并发出激光

光束91以对第二外待刻面821B进行激光雕刻。之后，再以相同方式针对左侧的第二待刻段

82进行定位与激光雕刻，由于步骤程序类似，于此不再赘述。

[0037] 综上所述，本发明通过驱动单元4推动承载单元2以使工件8抵靠定位单元3，可使

工件8的待刻部得到较佳的定位，避免因为工件8与治具100的承载部211A的公差而使工件8

产生变形或使工件8与治具100的承载部211A之间具有安装间隙，而导致工件8的待刻部与

激光雕刻装置9所聚焦的聚焦平面之间产生位置上的偏差，以提升激光雕刻的加工良率。
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